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3次元プラズモニック導波路からなる　
　スリット型バンドパスフィルタのFDTD解析






A slit-type band-pass lter (BPF) consisting of three-dimensional (3D) plasmonic wave-
guides is analyzed using the nite-dierence time-domain method. We rst investigate
the transmission spectra of the 3D slit-type BPF. To enhance the peak transmissivity,
we insert dielectric materials into the slit section. In addition, a waveguide with a metal
thickness of 0.2 m is chosen to reduce the undesirable transmission in the longer wave-
length region. It is found that a narrower bandwidth is obtained as a metal thickness is
increased.
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のギャップ幅を w = 0:05 m，スリット幅を Ws =
0:05 m，ギャップ部からスリット部までの金属幅を
Wg = 0:02 mとする．ギャップ部を満たす金属の長

















図 1 スリット型 BPF
位置を揃える．スリット長を LS = 0:3 m，スリット
部の屈折率を nS = 1:0に選んでいる [16]．なお，3次
元プラズモニックギャップ導波路の典型的な構造であ
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図 2 波長に対する透過特性
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折率 nS を高くする．図 3に nS = 2:60とした際の透過
特性を示す．屈折率 nS を高くすると，透過ピークの上
昇することがわかる．具体的には，nS = 1:00では波
長 1.1 mにおいて透過率は 51%であるが，nS = 2:60
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